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導電性高分子複合膜の製造方法表 題

光MEMS，光マイクロスイッチ，MEMSアクチュエータ等適用製品

MEMSなどに適したマイクロアクチュエータの提供。目 的

イオンの吸収，放出によって伸び縮みする従来の導電性高分子膜は薄膜になると電気

伝導性が劣化する。これによって導電性高分子アクチュエータの動作が遅くなったり不

均一になったりする。

本発明は，この問題を新しい方法によって導電性高分子膜に導電性膜を堆積し，アク

チュエータの性能を向上させた。
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